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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flache-
lektrode fiir ein ionengenerierendes Element, mit wel-
cher die Entstehung von Ozon bei der Erzeugung von
lonen effektiv vermieden werden kann, sowie ein ionen-
generierendes Element, eine lonisierungseinrichtung
zum Behandeln eines Luftstromes und eine Liftungsan-
lage, welche jeweils eine derartige Flachelektrode auf-
weisen.

[0002] Ublicherweise werden in einem geschlossenen
Raum, welcher weniger haufig gellftet wird, beispiels-
weise einem Biliro oder Konferenzraum, luftverunreini-
gende Substanzen, welche durch den Atem ausgesto-
Ren werden, Zigarettenrauch und Staub angereichert.
Dabei sind Luftreinigungsgerate bekannt, welche bei-
spielsweise in Innenrdumen mittels lonisation von Luft
und somit Erzeugung von elektrisch geladenen Luftbe-
standteilen, Partikel, Feinstaub, Viren, Schimmelpilze
und/oder Sporen behandeln und/oder entfernen und ei-
nen mit lonen angereicherten Luftstrom bereitstellen.
[0003] Ein hoher lonengehalt, insbesondere von ne-
gativen Sauerstoffionen, wird dabei ferner mit positiven
Eigenschaften, welche das Wohlbefinden eines Men-
schen steigern sollen, assoziiert. Unter anderem sollen
negative Sauerstoffionen die natirlichen Abwehrkrafte
verbessern, Gerliche neutralisieren, das Risiko von all-
ergischen Reaktionen minimieren, die Konzentrationsfa-
higkeit erh6hen und einen positiven Effekt auf die Stress-
resistenz haben.

[0004] Beider Erzeugung von geladenen lonen, wel-
che zur Radikalbildung von anderen Luftbestandteilen
fuhren kénnen, durch entsprechende lonisierungsein-
richtungen entsteht fiir gewdhnlich aber auch immer
hochreaktives Ozon. Insbesondere entsteht dabei Ozon,
wenn es zu einer energiereichen Entladung im Raum
kommt (StoRionisation). Aufgrund ihrer oxidierenden
Wirkung sind Ozonmolekiile jedoch fiir den Menschen
giftig, wenn ein Wert von 0,2 mg/m3 (iberschritten wird.
Bereits bei einer geringeren Ozonaufnahme ist dies zu-
dem haufig miteinem heftigen Schlafenkopfschmerz ver-
bunden.

[0005] Aus der Druckschrift EP 0 634 205 A1 ist ein
Katalysator zum Spalten von Ozon bekannt, bestehend
aus einem netzférmigen Trager, welcher mit einem Edel-
metall beschichtet ist, zur Verwendung als unbeheizter
Katalysator zum Spalten von Ozon.

[0006] Aus der Druckschrift DE 196 51 402 A1 ist ein
lonisationsapparat zur Erzeugung aktiver Sauerstoffio-
nen in der Luft bekannt, bestehend aus einem oder meh-
reren lonisationsapparaten und einem Hochspannung
erzeugenden Transformator und einer auf eine elektri-
sche Steuereinheit einwirkende Sensoreinheit, wobei die
lonisationsapparate aus zwei oder mehreren elektrisch
leitenden, flachen Strukturen bestehen, die durch ein Di-
elektrikum voneinander getrennt sind. Dabei kann eine
Steuerelektronik derart ausgebildet sein, dass bei hoher
Luftverschmutzung oder hoher Luftmenge alle lonisati-
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onsapparate betrieben werden und bei sauberer Luft nur
ein Einziger oder kein lonisationsapparat, um tiberschie-
Rende lonenproduktion und/oder die Gefahr einer Ozo-
nisierung zu vermeiden.

[0007] Aus der Druckschrift DE 602 07 725 T2 ist eine
Klimaanlage mit einem lonengenerator bekannt, wobei
derlonengenerator einionengenerierendes Elementauf-
weist, und wobei das ionengenerierende Element einen
dielektrischen Korper, eine innere Elektrode, gebildet in-
nerhalb des dielektrischen Korpers, sowie eine Oberfla-
chenelektrode, gebildet auf einer Oberflache des dielek-
trischen Korpers umfasst. Dabei ist die Oberflachenelek-
trode in einem Gittermuster gebildet, welches Gitterqua-
drate aufweist, wobei jedes Gitterquadrat ein spitz zu-
laufendes Teil aufweist.

[0008] Aus der Druckschrift EP 0 208 169 B1 ist eine
elektrostatische Hochspannungselektrode zur lonisie-
rung der Luft mit einer Vielzahl von nadelférmig ausge-
bildeten nicht vergossenen Einzelelektroden mit je einer
Spitze, die in mehreren gleich ausgebildeten Reihen an-
geordnet sind, bekannt, wobei alle Einzelelektroden
gleich ausgebildet sind, parallel zueinander verlaufen
und deren Spitzen in einer Ebene liegen, und wobei den
Einzelelektroden jeder Reihe die Zwischenrdume zwi-
schen den Einzelelektroden der jeweils benachbarten
Reihe gegeniiberliegen, die Einzelelektroden voneinan-
der mindestens den Abstand ihrer halben freien Lange
aufweisen und die freie Lange der Elektroden sich zu
ihrem Durchmesser mindestens wie 50:1 verhalt.
[0009] Aufgabe von Ausfiihrungsformen der Erfindung
ist es, eine Flachelektrode fiir ein ionengenerierendes
Element anzugeben, welche im Betrieb mdglichst wenig
Ozon erzeugt.

[0010] Gelbst wird diese Aufgabe durch den Gegen-
stand der nebengeordneten Anspriiche. Weitere vorteil-
hafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhangigen
Anspriiche.

[0011] GemaR einer Ausfilhrungsform der Erfindung
wird diese Aufgabe gel6st durch eine Flachelektrode fiir
ein ionengenerierendes Element, wobei die Flachelek-
trode ringférmige Elektrodenstrukturen umfasst.

[0012] Unter Flachelektroden werden dabei Elektro-
denverstanden, welche raumlich gesehen flach sind, das
heilt eine geringe Hohe aufweisen. Derartige Flachelek-
troden kommen beispielsweise in ionengenerierenden
Elementen zum Einsatz.

[0013] lonengenerierende Elemente dienen weiter
zum Erzeugen von ionisierten Luftbestandteilen, insbe-
sondere mittels lonisierungsspannung beziehungsweise
Hochspannung. Das ionengenerierende Element ver-
wendet dabei beispielsweise eine Hochspannung in ei-
nem Bereich von 1,5 kV bis 15 kV. Das ionengenerie-
rende Element kann dabei insbesondere mit einer Hoch-
spannungserzeugungseinheit, wie einem Transforma-
tor, einem Piezotransformator, einem Sperrwandler
und/oder einer Hochspannungskaskade verbunden
sein. An einem lonenemitter des ionengenerierenden
Elements, insbesondere einer Flachelektrode, findet da-
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bei eine elektrische Entladung der lonisierungsspannung
in die umgebende Luft und somit eine lonisierung der
Luftbestandteile statt. Die Erzeugung der lonen kann da-
bei beispielsweise durch Coronaentladung und/oder
Feldemission in die unmittelbare Luftumgebung stattfin-
den.

[0014] Dass die Flachelektrode ringférmige Elektro-
denstrukturen umfasst bedeutet ferner, dass die Flach-
elektrode aus einzelnen, zusammenhangenden kreisfor-
migen Elektrodenstrukturen, welche keine Kanten oder
Spitzen aufweisen, gebildet ist, wobei die einzelnen
kreisformigen Elektrodenstrukturen vorzugsweise die
Form konzentrischer Ringquerschnitte aufweisen.
[0015] Eine derartige Flachelekirode hat den Vorteil,
dass diese, verglichen mit herkémmlichen Flachelektro-
den fir ionengenerierende Elemente, beispielsweise
Flachelektroden, welche durch netz- beziehungsweise
gitterférmige Elektrodenstrukturen gebildet sind, eine ge-
ringere Feldstarke aufweist und somit StoRionisationen
vermieden werden und auch weniger Ozon gebildet wird.
So ist die Dichte von elektrischen Feldlinien und damit
auch die elektrische Feldstarke fur gewdhnlich an Spit-
zen von unter Hochspannung stehenden elektrischen
Leitern oder Elektroden am grof3ten. Dabei kommt es
knapp unterhalb der Durchschlagsspannung zu einer
Glimmentladung, welche so stark ist, dass die Bindung
von Sauerstoffmolekulen gebrochen wird und sich Ozon
bildet. Da die erfindungsgemalfe Elektrode aus einzel-
nen, zusammenhangenden kreisformigen Elektroden-
strukturen, welche keine Kanten oder Spitzen aufweisen,
gebildetist, kdnnen derartige energiereiche Entladungen
und die damit verbundene Entstehung von Ozon effektiv
vermieden werden. Ferner resultiert dies auch in einem
geringeren Elektrodenabbrand, sodass die Lebensdauer
der Flachelektrode erhéht wird.

[0016] In einer Ausfihrungsform sind die ringférmigen
Elektrodenstrukturen dabei weiter aus einem Elektro-
denmaterial, welches katalytisch aktiv Ozon spaltet, ge-
bildet.

[0017] Ein katalytisch aktives Material beschleunigt
dabei eine chemische Reaktion, insbesondere eine Ka-
talyse, ohne dabei selbst verbraucht zu werden.

[0018] Dadurch, dass die Flachelektrode aus einem
Elektrodenmaterial, welches katalytisch aktiv Ozon spal-
tet, gebildetist, kann somit beider Generierung von lonen
entstandenes Ozon gespalten und abgebaut werden, oh-
ne dass dabei das Elektrodenmaterial verbraucht wird
und die Lebensdauer der Flachelektrode reduziert wird.
[0019] Insbesondere kdnnen die ringférmigen Elektro-
denstrukturen dabei aus Platin oder Palladium gebildet
sein. Durch die Wahl von Platin oder Palladium als Elek-
trodenmaterial wird bereits bei niederer Temperatur eine
hohe katalytische Wirkung erreicht.

[0020] Erfindungsgemal istim Inneren von zumindest
einem Teil der ringférmigen Elektrodenstrukturen jeweils
eine Metalloxidschicht angeordnet sein.

[0021] Im Inneren der ringférmigen Elektrodenstruktu-
ren bedeutet dabei, dass die Metalloxidschicht jeweils
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innerhalb eines von der entsprechenden ringférmigen
Elektrodenstruktur umgebenen und durch diese be-
grenzten Bereich angeordnet ist.

[0022] Metalloxide, insbesondere Ubergangsmetallo-
xide, wie Manganoxid, Eisenoxid, Kobaltoxid, Kupfero-
xid, oder Nickeloxid sind ebenfalls als katalytisch aktive
Materialien bei der Zersetzung beziehungsweise Spal-
tung von Ozon bekannt und werden in reiner Form oder
als Gemisch als katalytisch aktive Komponente in Kata-
lysatoren, beispielsweise in Form von Schiittgut-Trager-
katalysatoren zur Zersetzung von Ozon angewendet.
Insgesamt kénnen somit die Spaltung und der Abbau
von bei der Generierung von lonen entstandenem Ozon
noch weiter optimiert werden.

[0023] Auchkénnen die ringférmigen Elektrodenstruk-
turen jeweils zumindest teilweise von einer dielektri-
schen Abdeckung derart bedeckt sein, dass Plasma je-
weils hauptsachlich im Inneren der ringférmigen Elektro-
denstrukturen gebildet wird.

[0024] Untereiner dielektrischen Abdeckung wird hier-
bei eine dielektrische Barriere verstanden, welche im Be-
trieb die Entladung sowie die lonengenerierung raumlich
begrenzt. Ubliche Materialien fiir eine derartige dielekt-
rische Barriere sind dabei Glas, Quarz, Keramik oder
Emaille. Auch Kunststoffe, beispielsweise Teflon oder Si-
likon kénnen verwendet werden.

[0025] Im Inneren der ringférmigen Elektrodenstruktu-
ren bedeutet ferner dass die dielektrische Abdeckung
derart angeordnet ist, dass das Plasma jeweils haupt-
sachlich, das heil’t im Wesentlichen beziehungsweise
zum groRen Teil, innerhalb eines Bereichs, welcher von
der entsprechenden Elektrodenstruktur umgeben und
begrenzt ist, entsteht, das heil3t lonen hauptsachlich in-
nerhalb dieses Bereichs generiert werden und wenigs-
tens der GroRteil der lonengenerierung in diesem Be-
reich stattfindet.

[0026] Dieshatden Vorteil, dass das erzeugte Plasma
in direktem Kontakt mit der Elektrode und damit dem ka-
talytisch aktiven Elektrodenmaterial steht, sowie gege-
benenfalls auch noch mit dem im Inneren der Elektro-
nenstrukturen angeordneten Metalloxid. Hierdurch kann
die Spaltung und der Abbau von bei der Generierung von
lonen entstandenem Ozon wiederum noch weiter opti-
miert werden.

[0027] Mit einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfin-
dung wird auch ein ionengenerierendes Element zum
Generieren von lonen mittels einer lonisierungsspan-
nung angegeben, welches eine oben beschriebene Fla-
chelektrode und eine Masseelektrode aufweist.

[0028] Bei der Masselelektrode handelt es sich dabei
um eine geerdete Elektrode. Wird dabei eine Hochspan-
nung an die Flachelektrode angelegt, wird am anderen
Ende der geerdeten Masseelektrode ein elektrisches
Feld erzeugt. Dies resultiertin der Erzeugung einer Plas-
maentladung und der lonisierung von Molekdlen in der
Luft, wodurch positive und negative lonen erzeugt wer-
den kdnnen.

[0029] Einderartigesionengenerierendes Element hat
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den Vorteil, dass dieses eine Flachelektrode aufweist,
welche verglichen mit herkdbmmlichen Flachelektroden
fur ionengenerierende Elemente, beispielsweise Flach-
elektroden, welche durch netz- beziehungsweise gitter-
formige Elektrodenstrukturen gebildet sind, eine gerin-
gere Feldstarke aufweist und somit auch StoRionisatio-
nen vermieden werden und weniger Ozon gebildet wird.
So ist die Dichte von elektrischen Feldlinien und damit
auch die elektrische Feldstarke fur gewdhnlich an Spit-
zen von unter Hochspannung stehenden elektrischen
Leitern oder Elektroden am grof3ten. Dabei kommt es
knapp unterhalb der Durchschlagsspannung zu einer
Glimmentladung, welche so stark ist, dass die Bindung
von Sauerstoffmolekilen gebrochen wird und sich Ozon
bildet. Da die erfindungsgemafe Elektrode aus einzel-
nen, zusammenhangenden kreisformigen Elektroden-
strukturen, welche keine Kanten oder Spitzen aufweisen,
gebildet ist, kdnnen derartige Entladungen und die damit
verbundene Entstehung von Ozon effektiv vermieden
werden. Ferner resultiert dies auch in einem geringeren
Elektrodenabbrand, sodass die Lebensdauer der Flach-
elektrode erhéht wird.

[0030] Dabei kann die Masseelektrode linienférmig
ausgebildet sein.

[0031] Dass die Masseelektrode linienférmig ausge-
bildet ist bedeutet dabei, dass die Masselelektrode nicht
massiv als blockférmige Elektrode, sondern linienférmig
ausgebildet ist und insbesondere eine maanderférmige
Struktur aufweist.

[0032] Dies hatden Vorteil, dass die Kapazitatund so-
mit auch das elektrische Feld an den beiden Elektroden
reduziert wird. Hierdurch kann wiederum vermieden wer-
den, dass es zu energiereichen Entladungen kommt und
somit die Entstehung von Ozon vermindert werden.
[0033] Weiter kann die Masseelektrode aus einer Wi-
derstandslegierung gebildet sein.

[0034] Unter Widerstandslegierungen werden hierbei
Legierungen aus zwei oder mehr Metallen verstanden,
welche einen relativ hohen spezifischen elektrischen Wi-
derstand haben, eine geringe Neigung zur Oxidation auf-
weisen und elekirische Energie in Warme umwandeln.
Bei der Widerstandslegierung kann es sich hierbei bei-
spielsweise um eine Silber-Palladiumlegierung wie
Ags;Pd oder AggPd handeln.

[0035] Hierdurch kann somit ein Heizungseffekt reali-
siert werden und die Entstehung von Ozon weiter redu-
ziert werden, zumal sich die Bildung von Ozon bezie-
hungsweise die Ozonentstehung umgekehrt zur vorhan-
denen Temperatur verhalt.

[0036] Mit einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfin-
dung wird zudem auch eine lonisierungseinrichtung zum
Behandeln eines Luftstromes angegeben, wobei die lo-
nisierungseinrichtung eine Zuluftverbindung zum Zufiih-
ren eines Luftstromes in die lonisierungseinrichtung, ein
oben beschriebenes ionengenerierendes Element zum
lonisieren von Luftbestandteilen des Luftstromes mittels
einer lonisierungsspannung und eine Ruckluftverbin-
dung zum Ruckfiihren des behandelten Luftstromes aus
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der lonisierungseinrichtung aufweist.

[0037] Eine derartige lonisierungseinrichtung hat den
Vorteil, dass diese eine Flachelektrode aufweist, welche
verglichen mit herkdmmlichen Flachelektroden fiirionen-
generierende Elemente, beispielsweise Flachelektro-
den, welche durch netz- beziehungsweise gitterférmige
Elektrodenstrukturen gebildet sind, eine geringere Feld-
starke aufweist und somit auch StoRionisationen vermie-
den werden und weniger Ozon gebildet wird. So ist die
Dichte von elektrischen Feldlinien und damit auch die
elektrische Feldstarke fiir gewdhnlich an Spitzen von un-
ter Hochspannung stehenden elektrischen Leitern oder
Elektroden am gréf3ten. Dabei kommt es knapp unterhalb
der Durchschlagsspannung zu einer Glimmentladung,
welche so stark ist, dass die Bindung von Sauerstoffmo-
lekiilen gebrochen wird und sich Ozon bildet. Da die er-
findungsgemalRe Elektrode aus einzelnen, zusammen-
hangenden kreisféormigen Elektrodenstrukturen, welche
keine Kanten oder Spitzen aufweisen, gebildet ist, kon-
nen derartige Entladungen und die damit verbundene
Entstehung von Ozon effektiv vermieden werden. Ferner
resultiert dies auch in einem geringeren Elektrodenab-
brand, sodass die Lebensdauer der Flachelektrode er-
hoht wird.

[0038] Mit einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfin-
dung wird zudem auch eine Liftungsanlage angegeben,
welche eine oben beschriebene lonisierungseinrichtung
aufweist.

[0039] Eine derartige Liftungsanlage hat den Vorteil,
dass dieses eine Flachelektrode aufweist, welche vergli-
chen mit herkdbmmlichen Flachelektrode fiir ionengene-
rierende Elemente, beispielsweise Flachelektroden, wel-
che durch netz- beziehungsweise gitterférmige Elektro-
denstrukturen gebildet sind, eine geringere Feldstarke
aufweist und somit auch StoRionisationen vermieden
werden und weniger Ozon gebildet wird. So ist die Dichte
von elektrischen Feldlinien und damit auch die elektri-
sche Feldstarke fur gewohnlich an Spitzen von unter
Hochspannung stehenden elektrischen Leitern oder
Elektroden am gréf3ten. Dabei kommt es knapp unterhalb
der Durchschlagsspannung zu einer Glimmentladung,
welche so stark ist, dass die Bindung von Sauerstoffmo-
lekiilen gebrochen wird und sich Ozon bildet. Da die er-
findungsgemalRe Elektrode aus einzelnen, zusammen-
hangenden kreisformigen Elektrodenstrukturen, welche
keine Kanten oder Spitzen aufweisen, gebildet ist, kon-
nen derartige Entladungen und die damit verbundene
Entstehung von Ozon effektiv vermieden werden. Ferner
resultiert dies auch in einem geringeren Elektrodenab-
brand, sodass die Lebensdauer der Flachelektrode er-
hoht wird.

[0040] Beider Luftungsanlage kann es sich dabei bei-
spielsweise um eine Liftungsanlage fiir einen geschlos-
senen Raum, ein Fahrzeug, oder fiir eine Kabine eines
Flugzeuges handeln.

[0041] Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit
der vorliegenden Erfindung eine Flachelektrode fiir ein
ionengenerierendes Element, mit welcher die Entste-
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hung von Ozon bei der Erzeugung von lonen effektiv
vermieden werden kann, angegeben wird.

[0042] Realisiert wird dies hierbei durch eine spezielle
geometrische Ausgestaltung der Flachelektrode, wobei
die Flachelektrode ringférmige Elektrodenstrukturen um-
fasst.

[0043] Der Effekt der Vermeidung der Entstehung von
Ozon kann zudem durch Verwendung spezieller Materi-
alien und/oder katalytischer Substanzen beziehungswei-
se aktiv katalytischer Materialien noch weiter verstarkt
werden.

[0044] Die Erfindung wird nun anhand der beigefligten
Figuren naher erlautert.

Figur 1  zeigt eine schematisch perspektivische An-
sicht eines ionengenerierenden Elements ge-
maf Ausfihrungsformen der Erfindung;
Figur2  zeigt eine Draufsicht auf eine Oberseite des
ionengenerierenden Elements gemal Figur
1

Figur 3  zeigt eine Draufsicht auf eine Masseelektrode
des ionengenerierenden Ele-ments geman
Figur 1;

Figur4  zeigt eine Draufsicht auf eine ringférmige
Elektrodenstruktur ohne Metalloxidschicht;
Figur5 zeigt eine Draufsicht auf eine ringférmige
Elektrodenstruktur mit einer Metalloxid-
schicht.

[0045] Figur 1 zeigt eine schematisch perspektivische
Ansicht eines ionengenerierenden Elements 1 gemafl
Ausfiihrungsformen der Erfindung.

[0046] GemaR den Ausfiihrungsformen der Figur 1
weist das ionengenerierende Element 1 dabei ein ionen-
erzeugendes Element auf, bei dem es sich gemal den
Ausfiihrungsformen der Figur 1 um eine, auf einer Ober-
seite 2 des ionengenerierenden Elements 1 und insbe-
sondere auf einer Oberflache eines dielektrischen Kor-
pers 3, beispielsweise eines Keramik-Dielektrikum an-
geordneten Flachelektrode 4 handelt. Die Flachelektro-
de 4 ist dabei Gber einen isolierten elektrischen Leiter 5,
beispielsweise ein Kabel mit einer, in Figur 1 nicht ge-
zeigten, Stromversorgung verbunden. Ferner kann die
Flachelektrode 4 zudem auch mit einer in Figur 1 nicht
gezeigten Steuer- und Regeleinheit und einer in Figur 1
nicht gezeigten Datenschnittstelle verbunden sein.
[0047] Ferner weist das ionengenerierende Element
gemal den Ausflihrungsformen der Figur 1 eine in den
dielektrischen Korper 3 angeordnete, in Figur 1 nicht ge-
zeigte Masselelektrode auf, welche Uber entsprechende
Anschlisse 6 an ein Massepotential gelegt und somit
geerdet ist.

[0048] Wird dabei eine Hochspannung an die Flache-
lektrode 4 angelegt, wird am anderen Ende der geerde-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ten Masseelektrode ein elektrisches Feld erzeugt. Dies
resultiert in der Erzeugung einer Plasmaentladung und
der lonisierung von Wassermolekiilen in der Luft, wo-
durch positive und negative lonen erzeugt werden kon-
nen.

[0049] Bei der Erzeugung von geladenen lonen, wel-
che zur Radikalbildung von anderen Luftbestandteilen
fuhren kénnen, entsteht fiir gewdhnlich aber auch immer
hochreaktives Ozon. Insbesondere entsteht dabei Ozon,
wenn es zu einer energiereichen Entladung im Raum
kommt (StoRionisation). Aufgrund ihrer oxidierenden
Wirkung sind Ozonmolekiile jedoch fir den Menschen
giftig, wenn ein Wert von 0,2 mg/m3 (iberschritten wird.
Bereits bei einer geringeren Ozonaufnahme ist dies zu-
dem haufig mit einem heftigen Schlafenkopfschmerz ver-
bunden.

[0050] Wie Figur 1 zeigt, umfasst die Flachelektrode 3
dabei ringférmige Elektrodenstrukturen 7 beziehungs-
weise ist diese Flachelektrode 3 aus zusammenhangen-
den, ringférmigen Elektrodenstrukturen 7 gebildet.
[0051] Eine derartige Flachelektrode 3 hat den Vorteil,
dass diese, verglichen mit herkdmmlichen Flachelektro-
de fir ionengenerierende Elemente, beispielsweise Fla-
chelektroden, welche durch netz- beziehungsweise git-
terférmige Elektrodenstrukturen gebildet sind, eine ge-
ringere Feldstarke aufweist und somit StoRionisationen
vermieden werden und auch weniger Ozon gebildet wird.
So ist die Dichte von elektrischen Feldlinien und damit
auch die elektrische Feldstarke fiir gewohnlich an Spit-
zen von unter Hochspannung stehenden elektrischen
Leitern oder Elektroden am gréften. Dabei kommt es
knapp unterhalb der Durchschlagsspannung zu einer
Glimmentladung, welche so stark ist, dass die Bindung
von Sauerstoffmolekilen gebrochen wird und sich Ozon
bildet. Da die erfindungsgemale Elektrode aus einzel-
nen, zusammenhangenden kreisformigen Elektroden-
strukturen, welche keine Kanten oder Spitzen aufweisen,
gebildetist, kdnnen derartige energiereiche Entladungen
und die damit verbundene Entstehung von Ozon effektiv
vermieden werden. Ferner resultiert dies auch in einem
geringeren Elektrodenabbrand, sodass die Lebensdauer
der Flachelektrode erhdht wird.

[0052] Dem ionengenerierenden Element 1 kdénnen
zudem noch, in Figur 1 nicht gezeigte katalytische me-
chanische Bauteile nachgeschaltet sein, beispielsweise
Aktivkohle oder ein entsprechendes Metallnetz.

[0053] Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das ionenge-
nerierende Element gemaf Figur 1. Komponenten und
Bauteile mit gleicher Funktion oder Konstruktion wie in
Figur 1 tragen dabei dieselben Bezugszeichen und wer-
den nicht extra erortert.

[0054] Wie insbesondere in Figur 2 zu erkennen ist,
wird die Flachelektrode 4 durch zusammenhangende,
ringfdrmige Elektrodenstrukturen 7 gebildet.

[0055] GemalR den Ausfihrungsformen der Figur 2
sind die ringférmigen Elektrodenstrukturen 6 dabei aus
einem Elektrodenmaterial, welches katalytisch aktiv
Ozon spaltet, gebildet. Insbesondere sind die ringférmi-
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gen Strukturen 7 dabei bevorzugt aus Platin oder Palla-
dium mit einer Schichtstarke zwischen 5 pm und 14 pm
gebildet.

[0056] Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf eine Massee-
lektrode 8 des ionengenerierenden Elements 1 geman
Figur 1. Komponenten und Bauteile mit gleicher Funktion
oder Konstruktion wie in Figur 1 tragen dabei dieselben
Bezugszeichen und werden nicht extra erortert.

[0057] Wie Figur 3 zeigt, istdabeiin den dielektrischen
Korper 3 des ionengenerierenden Elements 1 eine wei-
tere Elektrode, insbesondere eine Masseelektrode 8 ein-
gebettet.

[0058] Wie zu erkennen ist, ist die Masseelektrode 8
dabei linienférmig, insbesondere maanderférmig ausge-
bildet.

[0059] GemalR den Ausfihrungsformen der Figur 3, ist
die Masseelektrode 8 zudem aus einer Widerstandsle-
gierung gebildet und insbesondere aus einer Silber-Pal-
ladiumlegierung wie AgsPD oder AggPD mit einer
Schichtdicke zwischen 8 pum und 17 pum,

[0060] Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf eine ringformi-
ge Elektrodenstruktur 10 ohne Metalloxidschicht.
[0061] So umfasst die erfindungsgeméafie Flachelek-
trode ringférmigen Elektrodenstrukturen, wobei eine
ringférmige Elektrodenstruktur 10 in Figur 4 dargestellt
ist.

[0062] Dabsei ist die ringférmige Elektrodenstruktur 10
in Form eines konzentrischen Ringquerschnittes gebil-
det.

[0063] Wie Figur 4 weiter zeigt, ist auf der ringférmige
Elektrodenstruktur 10 eine dielektrische Abdeckung 11
derart aufgebracht beziehungsweise ist die ringférmige
Elektrodenstruktur 10 von einer dielektrischen Abde-
ckung 11 derart bedeckt, dass im Betrieb Plasma haupt-
sachlich im Inneren der ringférmigen Elektrodenstruktur
10 gebildet wird.

[0064] Insbesondere ist dabei der komplette aulRere
Bereich 12 der ringférmigen Elektrodenstruktur 10 mit
der dielektrischen Abdeckung 11 beziehungsweise der
dielektrischen Barriere tiberzogen.

[0065] Ubliche Materialien fiir eine derartige dielektri-
sche Abdeckung 11 sind dabei Glas, Quarz, Keramik
oder Emaille. Auch Kunststoffe, beispielsweise Teflon
oder Silikon konnen verwendet werden, wobei die die-
lektrische Abdeckung 11 bevorzugt eine Schichtstarke
zwischen 9 pm und 20 pm aufweist.

[0066] Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf eine ringférmi-
ge Elektrodenstruktur 20 mit einer Metalloxidschicht.
[0067] Dabei ist die ringférmige Elektrodenstruktur 20
wiederum in Form eines konzentrischen Ringquerschnit-
tes gebildet.

[0068] Auch ist die ringférmige Elektrodenstruktur 20
wiederum von einer dielektrischen Abdeckung 21 derart
bedeckt, dass Plasma hauptsachlichim Inneren derring-
férmigen Elektrodenstruktur 20 gebildet wird.

[0069] Im Unterschied zu der im Figur 4 gezeigten ers-
ten Ausfiihrungsform istim Inneren der in Figur 5 gezeig-
ten ringférmige Elektrodenstruktur 20, das heif’t einem
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Bereich 22, welcher von der ringférmigen Elektroden-
struktur 20 umgeben ist beziehungsweise durch diese
20 begrenzt wird, eine Metalloxidschicht 23 angeordnet.
Bei dem Metalloxid kann es sich dabei insbesondere um
Ubergangsmetalloxide, wie Manganoxid, Eisenoxid, Ko-
baltoxid, Kupferoxid, oder Nickeloxid handeln. Derartige
Metalloxide sind ebenfalls als katalytisch aktive Materi-
alien bei der Zersetzung beziehungsweise Spaltung von
Ozon bekannt und werden in reiner Form oder als Ge-
misch als katalytisch aktive Komponente in Katalysato-
ren, beispielsweise in Form von Schittgut-Tragerkataly-
satoren zur Zersetzung von Ozon angewendet. Insge-
samt kdnnen somit die Spaltung und der Abbau von bei
der Generierung von lonen entstandenem Ozon noch
weiter optimiert werden.

Bezugszeichenliste
[0070]

1 ionengenerierendes Element
2 Oberseite

3 dielektrischer Korper

4 Flachelektrode

5 elektrischer Leiter

6 Anschlisse Masseelektrode

7 ringférmige Elektrodenstruktur
8 Masseelektrode

10  Elektrodenstruktur

11 dielektrische Abdeckung

12 &ulBerer Bereich

20  ringférmige Elektrodenstruktur
21 dielektrische Abdeckung

22  Bereich

23  Metalloxidschicht

Patentanspriiche

1. Flachelektrode fiir ein ionengenerierendes Element,
wobeidie Flachelektrode (4) ringférmige Elektroden-
strukturen (7,10,20) umfasst und wobei im Inneren
von zumindest einem Teil der ringférmigen Elektro-
denstrukturen (20) jeweils eine Metalloxidschicht
(23) angeordnet ist.

2. Flachelektrode nach Anspruch 1, wobei die ringfor-
migen Elektrodenstrukturen (7,10,20) aus einem
Elektrodenmaterial, welches katalytisch aktiv Ozon
spaltet, gebildet sind.

3. Flachelektrode nach Anspruch 2, wobei die ringfor-
migen Elektrodenstrukturen (7,10,20) aus Platin
oder Palladium gebildet sind.

4. Flachelektrode nach einem der Anspriiche 2 bis 3,
wobei die ringférmigen Elektrodenstrukturen (10,20)
jeweils von einer dielektrischen Abdeckung (11,21)
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derart bedeckt sind, dass Plasma jeweils hauptsach-
lich im Inneren der ringférmigen Elektrodenstruktu-
ren (10,20) gebildet wird.

lonengenerierendes Element zum Generieren von
lonen mittels einer lonisierungsspannung, wobei
das ionengenerierende Element (1) eine Flachelek-
trode (4) nach einem der Anspriiche 1 bis 4 und eine
Masseelektrode (8) aufweist.

lonengenerierendes Element nach Anspruch 5, wo-
bei die Masseelektrode (8) linienférmig ausgebildet
ist.

lonengenerierendes Element nach Anspruch 5 oder
6, wobei die Masseelektrode (8) aus einer Wider-
standslegierung gebildet ist.

lonisierungseinrichtung zum Behandeln eines Luft-
stromes, wobei die lonisierungseinrichtung eine Zu-
luftverbindung zum Zuflihren eines Luftstromes in
die lonisierungseinrichtung, einionengenerierendes
Element (1) nach einem der Anspriiche 5 bis 6 zum
lonisieren von Luftbestandteilen des Luftstromes
mittels einer lonisierungsspannung und eine Riick-
luftverbindung zum Rickfiihren des behandelten
Luftstromes aus der lonisierungseinrichtung auf-
weist.

Liftungsanlage, welche eine lonisierungseinrich-
tung nach Anspruch 8 aufweist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12






EP 4 030 571 A1

Fig. 3
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